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Reprografie

TECHNOLOGICKE KONTROLY V MIKROGRAFII

CSN 01 3829

CSN 01 3829 (eqv ST SEV 5671-86)

Mukporpadus. TexHonornyeckune npowueccol. MeToabl KOHTPOJIA

Micrographie checking procedures

Tato norma je prekladem ST SEV 5671-86 Mikrografie, Technologické postupy. Kontrolni metody.

Ve smluvné pravnich vztazich pfi hospodarské a védeckotechnické spolupraci mezi staty, které normu
schvalily, se pouziva (v odvolavkach ve smluvnich dokumentech) pfimo norma RVHP X).

1. NASTAVENi ROVNOMERNOSTI OPTICKE HUSTOTY V EXPOZICNIM POLI

1. 1. Rovnomérnost optické hustoty se provéruje po instalaci kamery, po vymeéneé zdroje svétla nebo
po zmené jeho polohy a pfi nasazeni mikrografického filmu s odliSnou gradaci.

1. 2. Kontrola se uskutec¢riuje pomoci zkuSebni predlohy nasvétleni a prosvétleni stolu kamery.
Priklad zkuSebni predlohy je v informacni priloze 1. ZkuSebni predloha pro nasvétleni je zhotovena na
papirové podloZce s odraznou hustotou rD = 0, 1; zkuSebni predloha pro prosvétieni je zhotovena na
podloZce obdobné prostupné hustoty.

1. 3. Rovnhomérnost optické hustoty v expozi¢nim poli se zjiStuje pfi hustoté D <= 0, 9 ve stredu
pole. Odchylky v jednotlivych mérnych bodech (kruzich) nesméji byt vétsi nez £0, 1. Opticka hustota
se mé&ff denzitometrem podle CSN 66 6607.

x) Viz dodatek - porovnani s ST SEV 5671-86.
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